Priloha &é.1 - TECHNICKA SPECIFIKACIA PREDMETU ZAKAZKY

SPLNENIE POZADOVANYCH TECHNICKYCH

PARAMEROV
Cislo Poziadavka Splnenie
Polozka | Kamera CCD pre transmisny elektrénovy
¢.1 mikroskop

ZAKLADNY OPIS

Predmetom zdkazky je externa digitalna CCD
kamera (pre potreby tejto polozky dalej tiez ako
»externa kamera“, ,kamera” alebo ,zariadenie”)
na zaznam elektronovej difrakcie (ED) a precesnej
elektrénovej difrakcie (PED) z TEM (transmisny
elektronovy mikroskop), ktora sa zvycajne
instaluje ako externd kamera snimajica obraz z
tienidla v TEM. Vzhladom na naklon kamery k
tienidlu v désledku montéZe sa vyuZivaju
numerické postupy pre spracovanie primarneho
obrazu na ich uhlovi a tvarovu korekciu. Externa
kamera v porovnani s on-line CCD kamerami ma
vyhodu, Ze méZe snimat bez nebezpedenstva
poSkodenia aj body s vysokym jasom, ktoré su
pritomné v difrakénom maéde TEM. Okrem toho
tato kamera ziskava jednotlivé zdznamy/obrazy ED
vysokou rychlostou dosahujticou aZ stovky
obrazkov za sekundu. Obréazky si zaznamenavané
po blokoch na pevny disk pocitaca, ktory tvori
sucast kamerového systému.

Spliia.

Ponukana kamera je vhodnd na externé
shimanie obrazu tienidla elektrénového
transmisného mikroskopu. Obrazové data z
kamery s matematicky korigované na
odstranenie skreslenia perspektivou.
Systém umoziuje snimanie s vysokou
snimkovou rychlostou ako aj snimanie pri
vysokom rozliSeni pri nizsej snimkovej
frekvencii. Sucastou systému je
komunikacné rozhranie na pripojenie k
poéitacu a jednoduchy prenos dat a ich
zdznam na pevny disk.

POZADOVANE FUNKCNE A VYKONNOSTNE
PARAMETRE

Externa kamera musf splfiat nasledovné
minimadine funkéné a vykonnostné parametre:

Spltia

2.1

Zariadenie musi byt pripojitelné k TEM s

Splnia,

externd montaz kamery umoizriuje vysoku
flexibilitu a Siroky rozsah urychlujicich
napati

urychlovacim napatim od 100 do 300kV.




2.2

Zariadenie musi byt schopné snimat obraz
elektrénovej difrakcie z tienidla TEM rychlostou
do 100 obr./sek pri rozliSeni minimalne 128 x 128
bodov

Spifia

Rychlost zdznamu kamery zavisi od
rozlidenia. Pre rozliSenie 128x128 bodov je
cca 120 snimkov za sekundu

s dynamickym rozsahom minimélne 256 Grovn{
Sedej

Spliia

digitalizdcia v kamere umoZriuje
nekomprimovany 8 bit. Prenos, ¢o
zodpovedd 256 Grovniam Sedej. Pre niZsie
zaznamové rychlosti je mozin3 digitalizacia
az do 16bit.

s moZnostou rychleho prestavenia expoziénych
parametrov kontinudine medzi jednotlivymi
snimkami bez prerusenia snimacieho toku pri
danej snimkovej frekvencii.

Splia

Kamera je vybavena Specidlnou umoziiuje
prekonfigurovat parametre za chodu bez
prerusenia vystupného datového toku a bez
prerudenia snimania.

Zariadenie musi umoziovat aj snimanie pri
rozliSeni minimalne 4 MPix bodov

Spitia
Kamera ma rozliSenie 5 Mpix

s bitovou hlbkou vystupného toku miniméine 14
bitov.

Splfia
Vystupna droven digitalizacie je
konfigurovatelna v rozsahu 8 aZ 16 bit.

2.3

Sucastou dodavky budu aj softvérové baliky:

vyvojové baliky SDK pre vytvdranie viastnych
aplikacii

Spltia

Sucastou dodavky su vyvojové baliky SDKna
bdze ActiveX a COM pre prostredia Visual
C++, Visual Basic, VB.NET, C#, Java, Delphi a
iné

Automaticky meraci systém na vytvéranie
meracich $ablén a real-time merania rozmerov,
poléh a odchylok na zaklade vytvorenych Sablén

Spliia.

Sticastou systému je softwarovy balik AMS
inspector na automatické meranie v
realnom Case, vytvaranie meracich $ablén,

s automatickym zaznamenavanim tdajov do
databazy a moZnostou Statistického spracovania
vysledkov

SplAa

Systém automaticky zaznamendva
namerané vysledky do databazy a generuje
Statistické vystupy

Modul analyzy obrazu s ¢asovou stopou a
cyklickou pamétou na zachytenie neodakavanych
javov.

spliia

Sucastou dodavky je balik High-speed
inspector, ktory umoziiuje vycitavanie dat z
rychlobeinej kamery v redlnom &ase a ich
zaznam do pocitaca a naslednd analyzu

2.4

Zariadenie bude pripojené k dodanému PC
pracujucemu pod systémom Windows alebo
kompatibilnym

Splfia

bude dodany pocita¢ primeraného vykonu
na zdklade aktualneho stavu IT v ¢ase
realizacie dodavky. Systém bude pracovat
na baze OS Windows podla aktudlnej verzie
dostupnej v Case realizacie zakazky




ktoré bude mat postacCujice parametre a vhodnt
zbernicu na riadenie zariadenia a na snimanie a
zdznam suboru difrakénych obrazcov ziskanych v
precesnom maéde.

Splia

Vykon pocitaca a rychlost zbernic bude
primerand datovému toku potrebnému na
prenos difrakénych obrazcov z poditada v
redlnom Case

3 | POZADOVANE TECHNICKE PARAMETRE
Externa kamera musi v stlade s vy$Sie uvedenymi
funkénymi a vykonnostnymi poziadavkami
dosahovat aspoti hasledovné minimalne technické
parametre: Spltia
Spltia
Externé umiestnenie kamery umoZiiuje
vysoku flexibilitu a znaénti nezavislost na
parametroch elektrénového stlpca. Optické
Pripojitelnost a praca na transmisnych a mechanické prisposobenie spolu so
elektrénovych mikroskopoch s urychlovacim softvérovymi korekciami zabezpeduje
3.1 | napétim 100-300kV. opakovatelnost merani.
Splfia.
Kamerovy systém pracuje v méde
Snimanie obrazu elektrénovej difrakcie rychlostou | vysokorychlostného snimania 120 snimkov
do 1000br./sek a rozliSenim aspofi 128x128 bodov { /s pri rozliSeni 128x128 bodov a 256
s dynamickym rozsahom aspori 256 Urovni Sedej a | drovniach Sedej ako aj v méde vysokého
s rozlisenim nie menej ako 2000 x 2000 bodov s obrazového roziiSenia 5 Mpix s dynamickym
dynamickym rozsahom nie menej ako 14 bitov rozsahom 14 bit a vystupnym datovym
3.2 | urovni Sedej pri statickych podmienkach. tokom do 16 bit.
Zariadenie bude kompatibilné so systémom Spltia
3.3 | Windows. softvér pracuje na baze systému Windows
Polozka |Zariadenie na snimanie elektrénovej difrakcie v
¢.2 precesnom méde (Spinning Star / ASTAR)
4 | ZAKLADNY OPIS

Predmetom zakazky je zariadenie na snimanie
elektronovej difrakcie v precesnom maéde
zabezpecuje oviadanie elektrénového luca v
transmisnom elektrénovom mikroskope (TEM)

Spliia

Zariadenie je uréené na pripojenie

k elektrénovému transmisnému mikroskopu
na ovladanie parametrov elektrénového
lica.

s cielom rastrovania povrchu sledovanej vzorky po | Spifia
malych krokoch rddu niekolkych nanometrov
tak, aby sa ziskali precesné elektrénové difrakéné | Spltia

zaznamy (difraktogramy) z lubovolhého miesta

skumanej vzorky




Zariadenie obsahuje tiez elektroniku a software na
riadenie zvizku v precesnom méde a na zaznam a
eventuélne ndsledné znovunastavenie hodnét
potrebnych pre najustovanie stipca TEM

Spitia

Systém obsahuje elektronicky modul na
ovlddanie parametrov elektrénového stlpca
mikroskopu. Zariadenie je prepojené s
pocitacovou jednotkou a umoZfiuje
nastavené hodnoty uchovévat a spatne
vyvolat. Tym sa zjednodu$uje justa?
mikroskopu.

Systém je nezavisly od toho, ¢i samotny TEM
obsahuje aj vlastnu rastrovaciu jednotku ~TEM-
STEM a méZe byt vyuZivany na viacerych typoch
TEM

Splfia

Zariadenie je urcené na instalovanie do
existujuceho TEM réznych vyrobcov.
Obsahuje rastrovaci generator, &m
umoiiuje rozsirit transmisné mikroskopy
bez rastrovania o metédu STEM

Pri praci vyuziva cievky na naklapanie
elektrénového zvazku mikroskopu

Splia

naklapanie elektrénového zvizku sa deje
elektronicky, vhodnou konfiguraciou
elektromagnetickej optiky mikroskopu

Konvenéné (bez precesie, ED) alebo precesné
elektronové difraktogramy (PED) sa ziskavaijt
rastrovanim povrchu skiimanej vzorky a s
zaznamenavané dedikovanou digitdlnou CCD
kamerou pripojenou k TEM

Splfia

Elektronika ovidda elektronovy i€ a
umoZriuje rastrovat povrch vzorky. Riadiaca
jednotka synchronizuje rastrovanie vzorky
so zberom obrazovych difrakénych dat

Presna orientécia nanokrystélov (uhlova odchylka
zvyajne mensSia ako 1 stupen) a urcenie fazy
pritomnej v nanokrystéli sa stanovi porovndvanim
experimentalnych ED alebo PED s vopred
vypocitanymi vzormi ED pre v3etky pripustné
orientdcie krystalov.

Spliia

dodany softvér umoziiuje analyzu ED a PED
na zaklade vypocitanych obrazcov pre
simulované orientacie nanokrystélov.
Presnost analyzy orientécie je lepsia ako 1
stupen

Techniky analyzy obrazu a rozpoznévania obrazu
su vyuzité pri vybere vzorov ED jednotlivych faz,
ktorych pritomnost sa predpoklada v ED.

Splia

dodany softvér vykondva rozpoznavanie a
analyzu difrakénych obrazcov ako aj analyzu
a identifikaciu faz

POZADOVANE FUNKCNE A VYKONNOSTNE

5| PARAMETRE
Zariadenie mus{ splfiat nasledovné minimaline
funkéné a vykonnostné parametre: Spiiia
Zariadenie musi byt pripojitené na transmisny Spltia
elektrénovy mikroskop s urychlovacim napéatim od | Zariadenie je pripojitefné na TEM
5.1 100 do 300kV. s urychlujicim napétim od 100 kV do 300 kV
Spliia
Zariadenie umoznuje nastavenie uvedenych
Zariadenie zabezped{ pracu v méde elektronovej | parametrov. Ich dosiahnutie je vSak dané aj
difrakcie s priemerom elektrénového zvizku od 5 |stavom a parametrami TEM, na ktory sa
5.2{do 50 nm systém instaluje
Zariadenie umozni precesiu elektrénového zvizku |Splfia
5.3 | v intervale uhlov spojite od 0 do 3 stupriov. Naklon zvazku je moiny v intervale od 0° do




4° Maximalna hodnota zavisi od pouZitého
TEM stlpca.

Zariadenie zabezpedi rastrovanie povrchu
skdmanej vzorky v transmisnom elektrénovom
mikroskope v krokoch najmenej 50 nm a
lokalizéciu bodov rastra pre naslednu konstrukciu
prislusnych map.

Splfia

Na dosiahnutie parametra je nevyhnutné,
aby elektrénovy mikroskop, na ktory sa
systém pripdja bol spravne najustovany

POZADOVANE TECHNICKE PARAMETRE

Zariadenie mus{ v sulade s vyiSie uvedenymi
funkcnymi a vykonnostnymi poZiadavkami
dosahovat aspofi nasledovné minimélne technické
parametre:

Splia

6.1

Pripojitelnost a praca na transmisnych
elektrénovych mikroskopoch s urychfovacim
napatim 100-300kV.

Spltia
Systém je moZné pripojit na mikroskopy
s urychlujlicim napéatim od 100 kv do 300 kV

6.2

Préca s elektronovym zvazkom v méde
elektrénovej difrakcie s priemerom od 5 do 50
nm.

Spltia

rozliSenie je uréené aj stavom a
parametrami pouzitého TEM. Na
dosiahnutie rozliSenia musi byt TEM
spravne najustovany.

6.3

Precesia elektrénového zviazku od 0 do 3 stupriov.

Spltia

6.4

Rastrovanie povrchu vzorky s krokom najmenej 50
nm.

Spltia

Polozka
é.3

Databazovy software

ZAKLADNY OPIS

Predmetom zakazky je dedikovany komplexny
databazovy software pre PED {1ks) pozostavajuci
zo 4 nizsie Specifikovanych modulov, ktory musi
byt schopny:

Spliia

generovania a riadenia signalu na ovladanie
cievok v TEM vytvarajlcich precesny pohyb
zviézku, rastrovanie zvazku po povrchu vzorky v
TEM a prenosu Udajov do riadiaceho poditaca
Software pre akviziciu elektronovodifrakénych
obrazcov z transmisného elektrénového
mikroskopu (TEMDPA: Transmission Electron
Microscope (TEM) Diffraction Pattern Acquisition);

Spltia
Bude dodany softvérovy balik TEMDPA

generovania databaz elektrénovych difrakcii (ED)
na Ewaldovej sfére vritane vypoctu intenzit
jednotlivych difraktujucich zvizkov (rovin). Udaje
o vzorovych ED pre vSetky Eulerove uhly st
uloZené vo vhodne indexovanej databaze.
Software musi byt schopny importovat
krystalografické Strukturne sdbory typu cif -
Software na generovanie databazy
elektrénovodifrakénych obrazcov (DIFFGEN :
Diffraction pattern generator);

Splia
Bude dodany softvérovy balik DIFFGEN




identifikacie orientdcie kry$talografickych faz na
zdklade porovndvania experimentalnych ED so
vzorovymi obrazcami z databdzy a rychlym
vyberom najvhodnejsich kandidatov. Si&asne
mus{ obsahovat rutiny na nastavenie parametrov
podla pouZitého TEM, na lokalizéciu polohy zvizku
v rastrovanom obraze, na spracovanie obrazu a
jednotlivych difrakénych maxim a optimalizaciu
snimania, na rekonstrukciu virtudlneho
pseudoobrazca a na pracu v manualnom rezime
Software pre identifikaciu elektrénovodifrakénych
obrazcov pomocou orientacného zobrazovania
(INDEX : Orientation identification through
Diffraction Pattern Matching);

Splia
Bude dodany softvérovy balik INDEX

generovania orientacnych a fazovych map a
indexov orientaénych map spolu s mapami
spolahlivosti a rekon$trukcie obrazu v svetiom poli
- software na zobrazenie vysledkov z
mikroskopickej analyzy pomocou orientacného
zobrazovania (MAP VIEWER : Orientation map
viewing software)

Spliia
Bude dodany softvérovy balik MAP VIEWER

POZADOVANE FUNKCNE A VYKONNOSTNE
PARAMETRE

Databdzovy software pre mikroskopicku analyzu
pomocou orientaéného zobrazovania (OIM)
pozostdva zo Styroch vyssie Specifikovanych
modulov (softvérov), pricom kaZdy z nich musi
spltiat prislusné minimalne funkéné a
vykonnostné parametre:

Spliia

8.1

Software pre akviziciu elektronovodifrakénych
obrazcov z transmisného elektrénového
mikroskopu (TEMDPA: Transmission Electron
Microscope (TEM) Diffraction Pattern Acquisition):

Splfia

8.1.1

Software musi mat moznost generovania a
riadenia signdlu na ovladanie cievok v TEM
vytvarajlcich precesny pohyb zvdzku, rastrovanie
zvazku po povrchu vzorky v TEM a prenosu
udajov do riadiaceho pocitaca,

Spliia

8.1.2

Software musi mat moZnost nastavenia
parametrov snimania digitdinej CCD kamery a
nastavenia kvality obrazu.

Spliia

8.2

Software na generovanie databazy
elektrénovodifrakénych obrazcov (DIFFGEN :
Diffraction pattern generator):

Spltia

8.2.1

Software musi mat moZznost generovania databaz
elektrénovych difrakcii na Ewaldovej sfére vratane
vypoctu intenzit jednotllivych difraktujicich

zvazkov,

Spltia




8.2.2

Software zabezpedi, Ze (idaje o vzorovych ED pre
vSetky Eulerove uhly sa budi ukladat do vhodne
indexovanej databazy, ktora musi byt schopna
importovat krystalografické Struktidrne sibory
typu cif.

8.3

Software pre identifikdciu elektrénovodifrakénych
obrazcov pomocou orientaéného zobrazovania
(INDEX : Orientation identification through
Diffraction Pattern Matching)

Spitia

8.3.1

Software umozni identifikdciu orientacie
kryStalografickych faz pre vSetky kry$talografické
systémy na zaklade porovnavania
experimentalnych ED so vzorovymi obrazcami z
databazy a rychlym vyberom najvhodnejsich
kandidatov,

Splfia

8.3.2

Software bude obsahovat rutiny na nastavenie a
optimalizdciu parametrov podla pouZitého TEM,
na lokalizaciu polohy zvazku v rastrovanom
obraze, na spracovanie obrazu a jednotlivych
difrakénych maxim a optimalizdciu snimania, na
rekonstrukciu virtualneho pseudoobrazca a na
pracu v manualnom reZime,

Spitia

8.3.3

Software umoini plne automatizovanu
konstrukciu fazovych a orientaénych map.

Spina

8.4

Software na zobrazenie vysledkov z
mikroskopickej analyzy pomocou orientacného
zobrazovania (MAP VIEWER : Orientation map
viewing software)

Spliia

8.4.1

Software umozni generovanie a zobrazenie
orientaénych a fazovych map a indexov
orienta¢nych map spolu s mapami spolahlivosti a
rekonstrukcie obrazu v svetiom poli,

8.4.2

Software umoZzni zdkladné meracie a analytické
procedury, napr. merania vzdialenosti a extrakciu
lokalnych orientécii.

POZADOVANE TECHNICKE PARAMETRE

Databazovy software pre mikroskopicku analyzu
pomocou orienta¢ného zobrazovania {OIM)
pozostava zo Styroch vysSie Specifikovanych
softvérov, pri¢om kazdy z nich musi v stlade s
vyssie uvedenymi funkénymi a vykonnostnymi
poziadavkami dosahovat aspoti nasledovné
minimalne technické parametre:

9.1

Software pre akviziciu elektrénovodifrakénych
obrazcov z transmisného elektrénového
mikroskopu (Transmission Electron Microscope
(TEM) Diffraction Pattern Acquisition {TEMDPA)):

9.1.1

Riadenie rastrovania s krokom najmenej 50 nm,

9.1.2

Optimalizacia precesnych uhlov s presnostou
lepSou ako 1 stupen,




9.1.3

Kompatibilita so systémom Windows.

9.2

Software na generovanie databdzy
elektrénovodifrakénych obrazcov (Diffraction
pattern generator (DIFFGEN)):

9.2.1

Generovanie vzoriek elektréonovych difrakcif
vietkych krystalografickych systémov pre
Eulerove uhly v intervale 0-90 stuptiov,

9.2.2

Vytvdranie databaz vzoriek elektrénovych
difrakcii,

9.2.3

Moznost importovania Struktur v tvare .cif do
generujuceho a databazového systému,

9.2.4

Kompatibilita so systémom Windows.

9.3

Software pre identifikdciu elektrénovodifrakénych
obrazcov pomocou orientaéného zobrazovania
(Orientation identification through Diffraction
Pattern Matching (INDEX)):

9.3.1

Rychla proceddra indexovania difraktogramov —
viac ako 100 vzoriek/sek.,

9.3.2

Optimalizécia orientacného rozlifenia faz lepsia
ako 1 uhlovy stupen,

5.3.3

Kompatibilita so systémom Windows.

9.4

Software na zobrazenie vysledkov z
mikroskopickej analyzy pomocou orientaéného
zobrazovania (Orientation map viewing software
{(MAP VIEWER)):

Spliia

9.4.1

Zobrazovanie fazovych map aspori podia 7
zakladnych krysStalografickych sustav,

Spina

9.4.2

Kompatibilita so systémom Windows.

Spliia

Polozka
é.4

Vseobecny material

10

ZAKLADNY OPIS

Predmetom zakazky je vSeobecny materidl,
ktorym je spotrebny materidl a drziaky vzoriek
pripravovanych pre analyzu v TEM
prostrednictvom ztenSovania (leptania) inovym
zvdzkom v existujucom zariadeni verejného
obstardvatela Gatan PIPS (pre potreby tejto
polozky dalej tiez ako ,,material”).

Spltia

11

POZADOVANE CHARAKTERISTIKY

Material musi spliiat nasledovné minimalne
charakteristiky:

Spltia

11.1

Material musi obsahovat 1x sadu. Sada pozostdva
z

Splia

1 ks grafitového drZiaka na vzorky s priemerom
3mm a

Spltia




zo zakladacieho zariadenia (Graphite Load Dock)
pre tento drZiak pre zariadenie na pripravu vzoriek
pre transmisnu elektrénovi mikroskopiu idnovym
stenSovanim (Gatan PIPS).

Spltia

Spolocné podmienky pre vietky $tyri polozky
tvoriace predmet zakazky

12

Sucastou dodavky zariadeni s prislu§enstvom je
ich doprava na miesto plnenia, in3talécia,
uvedenie do prevadzky, zéruény servis a zakladné
predvedenie  funkinosti  azaSkolenie  na
nainstalovanych zariadeniach (na uZivatelskej
drovni) zodpovednej osobe kupujuceho
v potrebnom rozsahu.

13

Celkova cena dodavky zariadeni na snimanie
elektronovej difrakcie v precesnom méde aj so
zapocitanou DPH nesmie prekrodit 160.000 Eur.
V pripade, ak celkova ponuknuta cena dodavky
zariadeni na snimanie elektrénovej difrakcie v
precesnom maéde aj so zapocitanou DPH prekrodi
160.000 Eur, uchddzad bude pisomne
upovedomeny o vyltceni jeho ponuky z verejnej
sutaZe s uvedenim dévodu a lehoty, v ktorej mbze
byt podana Ziadost o napravu podla § 136 ods. 1
pism. e} ZVO

Spltia

14

Zaruka 12 mesiacov. Zaruénd doba zacina plynut
driom odovzdania predmetu zdkazky verejnému
obstaravatelovi.

Zarudny servis so servisnym zasahom do 48 hodin
od nahlasenia vady.

Poradensky servis v slovenskom jazyku. Ide
o servis nad rdmec zdruky.

Splia

15

Garancia dodévok nahradnych dielov
a opravitelnosti zariadenia minimalne 10 rokov od
jeho uvedenia do prevadzky.




OPIS PREDMETU ZAKAZKY

Ponikame systém ASTAR od spolo¢nosti Nanomegas.

Jednd sa o externy systém pripojitelny k Sirokému mnoZstvu elektrénovych transmisnych
mikroskopov. Zariadenie pozostdva z externého kamerového systému TEM A1/10 vratane
riadiacej jednotky na zber dat, systému DigiSTAR — elektronického modulu na ovladanie
funkcii TEM a softvérovych modulov: TEMDPA, DIFFGEN, INDEX a MAP VIEWER.
Potitad a vietok poniikany softvér pracuje na bize operaéného systému Windows. Dalej
pontikame vSeobecny material pozostavajici zo sady drziakov.

Kamerovy systém A1/10

Kamerovy systém je vybaveny dvoma snimacimi &ipmi. Vysokorychlostny CCD &ip
umoZziiuje snimanie difrakénych obrazcov s rychlostou 120 snimkov za sekundu pre analyzy
difrakénych obrazcov. Cip svysokym rozlifenim 5 Mpix sliZi na zaznamenavanie
obrazovych dat pre morfologické analyzy alebo pre mimoriadne presné analyzy difrak&nych
obrazcov. Bitova hibka digitalnych dat z kamery je nastavitePni v rozsahu 8, 12 alebo 16
bitov, podla pozadovanej aplikacie, ¢im poskytuje 256 aZ 65536 jasovych trovni.



